
芯片实验

模具

以优秀的横向
和纵向分辨率
测量平面度
S neox 持续成为多功能性的 
先驱;这次带来了具有最大视 
野的物镜放大倍率和最高精度 
的载物台，在平面度、平行度 
和台阶高度量测方面提供了最 
佳表现。

Sensofar 0.65X Michelson 
Sensofar自己设计的0.65X迈克尔逊
物镜旨在实现一个目的：以快速准确
的方式测量平面度。密集采样、大视
野和干涉测量的结合确保了所预期的
效果。

应用：半导体、印刷电路板、
微流体、航空航天、汽车、 
显示器、光学、手表制造。

高精度 XY 平台
当平面度要求极高时，高性能XY平台
是关键要素。平台配备非接触式光学
线性编码器，可直接测量平台上的位
置，并具有最高的精度。
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干涉
测量原理 PSI, ePSI, CSI
 放大倍率 0.65X
数值孔径 0.015

工作距离 (mm) 49
视野大小1 (mm) 25.9 x 21.7

像素分辨率2 (µm) 10.6
光学分辨率3 (µm) 21.5

纵向分辨率(nm)
PSI/ePSI 0.1nm 

(0.01 nm with PZT) CSI 1 nm
最大斜率 (°) 0.8

平面度误差4 (nm) <25

XY 行程 (mm) 305x305
平面度 (µm) ±4

直线度 (µrad) ±60
最大负载 (kg) 25

物镜参数

XY 平台参数

自2007年以来，Sensofar 一直是国际标准化
组织 技术委员会(ISO/TC213WG16)的成员。

质量控制报告
我们的采集软件直接连接到SensoPRO， 这是QA
和QC的最佳选择。通过我们的软件，测量结果以
通过报告的形式呈现产品是否合格。SensoPRO
基于 插件的数据分析算法提供了高度的灵活性。
平面度分析由SensoPRO自动执行，它会根据ISO 
25178 标准来应用所有必需的过滤器，并计算高度
参数。

尺寸 
mm (inch)

1 最大视场系3/2” 摄像头及光学0.5X。 2 表面的像素大小。3 L &S:线
条和空间蓝光波长。 4 平面度为λ/20的镜面的低频部分的峰谷高度差值


